국내위탁연구 추진계획서
(Outsourcing Requirement Spec.)
※ 실행과제 계정번호 : 10RC1110
	위탁과제명
	원주상 구조를 이용한 나노 기공성 분리막 제작 기술 개발

	위탁연구

수행책임자
	소속기관 :              부서:         

	
	성명:

	연구기간
	2010.08.01-2011.1.31
	위탁연구비
	      30,000       천원

	과제의 필요성
	

	ㅇ나노 기공성 분리막은 혈액내의 단백질을 효과적으로 filtering 함으로써 바이오 센서칩의 민감도를 높일 수 있는 핵심 기술임

ㅇ높은 선택도 및 투과도를 위해서는 균일한 나노 기공을 가지는 분리막 소재의 개발이 필수적임

ㅇ종래의 기술은 자기 조립 및 주형법을 이용한 고분자 다공체 제조 기술이 주를 이룸 (전체 소자 재로의 94%가 고분자 물질로 이루어짐)

- 고분자 형태의 분리막은 스펀지와 같은 모양이며, 50μm(사람 머리카락 두께의 절반) 정도의 두께로 인하여 투과도에 있어서 한계를 가짐

- 또한 얼기설기 얽힌 고분자의 구조상의 특징으로 인하여 통과 입자의 크기보다 조금만 더 커도 입자를 가두는 경향이 있음

- 최근, 이러한 고분자 물질의 문제점을 해결하기 위해 얇은 기판위에 고에너지의 이온빔을 주사하여 이상적인 필터를 제작하려는 노력이 진행되고 있지만, 이러한 방법은 고다공성의 분리막 형성에 있어서 너무 많은 노력이 필요하기 때문에 가격 경쟁력이 떨어짐

	목표 및 내용
	

	 ㅇ고분자 분리막의 얼기설기 얽힌 구조와 달리 직선형태의 나노기공을 가지는 분리막 제작 기술

ㅇBottom-up 방식의 새로운 나노 기공성 분리막 제작 기술 개발

- 기존 기술은 E-beam lithograph와 같이 높은 공정 비용이 필요로 함

- 본 과제를 통해 제안하는 나노 기공성 분리막 제작 기술은 일반적인 PVD 증착 방식을 통해 이루어지기 때문에 매우 낮은 공정 비용이 기대됨

ㅇ고분자 분리막의 얼기설기 얽힌 구조와 달리 직선 형태의 나노 기공을 가지는 분리막 소재 및 공정 방법 개발

ㅇ바이오 칩에 사용되는 다른 소자 등과 집적이 용이한 400˚C 이하의 저온 공정 개발

ㅇ나노 기공의 크기 제어 기술 개발 (수 nm ~ 수백 nm)

ㅇ높은 투과율을 위한 초박막 나노 기공성 분리막 제작 기술 개발 (박막 두께 500nm 이하)

	수행방법
	

	ㅇ 나노 기공성 박막의 형성을 위한 실험 환경 구축 (장비 설계 및 개조)

ㅇ다양한 증착조건 변화 통해 균일하면서도 밀도높은 나노 기공을 가지는 분리막의 형성방법 제시

ㅇBulk-micromaching을 이용한 대면적(4inch wafer level)의 분리막 제작

	활용계획
	

	ㅇ개발된 나노 기공성 분리막을 molecular sieving에 적용
ㅇ혈액 내에 단백질 및 바이러스를 분리

ㅇ신장 투석기 및 인공 장기 등에 적용

ㅇ바이오 센서 및 미소 채널과 집적을 통해 진정한 의미의 Lap-on-a-chip 구현에 활용함.

	수행기관 및 
수행책임자 선정
	

	위 용역연구기관의 연구책임자는 해당분야의 연구를 10년 이상 수행하여 왔으며 관련분야에서 높은 수준의 연구개발능력을 보유하고 있어야 함. 최근 5년간의 관련 분야에 SCI급 국제 저널에 20 편 이상의의 논문을 게재하고, 다수의  국내외 특허  특허을 등록하한 경험이 있어야함. 특히, Bulk micromaching 및 surface micromaching를 이용한 3차원 마이크로 나노 구조체 제작 기술에 관한 상당한 수준의 기술 개발한 경험이 있어야 함.


